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超高精度位置決め
モニタリングシステム

超高精度レーザ干渉測長計が、超高精度の位置決め制御、
モーションコントロール、精密形状計測をサポートします。

次世代半導体製造機器及び検査機器、高精度の三次元計測機器をはじめ、
各種工作機器、検査機器などの位置決めフィードバックにご使用になれます。

超 高 精 度 レ ー ザ 干 渉 測 長 計

次世代半導体・工作関連機器、
 超高精度三次元計測器などに !!



超高精度ステージとの使用超高精度ステージとの使用

トリプルビームレーザ干渉計
SP 5000 TR

3 つのレーザ干渉計が一台の測定ヘッドにま
とめられたトリプルビーム（3 本ビーム）モデ
ル。 各ビームの 測 長 差を同 時 計 測し比 較。

測長、ピッチ、ヨーをこれ一台でリアルタイム
に 測 定することができます。 各 種、高 精 度

ステージの姿勢制御に最 適なモデル。

ディファレンシャルレーザ干渉計
SP 5000 DI

2 本のビームで基準面と測定対象との相対距離を精

密測定。 お互いのビームがそれぞれのリファレンス
ビームとして働くレーザ干渉計なので、長時間の運用

でも高い安定性を誇る超高安定性能タイプ。

  SP 5000 TR SP 5000 DI

 ： 5m

 ： 20pm 5pm

  
：

  ±12.5°（Reflector）

   ±1.5 arcmin（Plane Mirror）

 ： 0.002 arcsec 0.001 arcsec

 ： 3m/s

測定距離
（max.）

距離
分解能

測定角度
（max.）

角度
分解能

変位速度
（max.）

下記のような構成で、ステージのさらなる制御に応用することも可能です。例えば . . .

TR
DI



5 軸　超高精度キャリブレータ

  SP 15000 C5

 ：  15m（50m オプション）

 ： 0.1nm

 ： ±5°

 ： 0.004μrad

 ： ±2nm

 ： 10nm

測定距離
（max.）

距離
分解能

測定角度
（max.）

角度
分解能

測定真直度
（max.）

真直度
分解能

◀ 100x100mmストロークのXYステージ

5軸  超高精度キャリブレータ
SP 15000 C5

常に安定した精度を必要とする半導体関連機器、

各 種 工作 機 器、検 査 機 器 向けの 多 軸キャリブ
レータです。 測長、ピッチ、ヨー、水平 / 垂直の
真直度をこれ一台で高精度に計測します。 測定

で得られた、三次 元データを、ご使 用の設備の
シーケンサにフィードバックすることも可能です。

3 台の SP 5000 DIを使用することで、究極に高い精度を持ったステージを構築することも可能です。例えば . . .

◀ SP 5000 DIで、
直径10nmを
高精度にコントロール



周波数安定化   H e N eレーザ　 6 3 2 . 8 n m

型式 出力 サイズ 仕様

 ≧ 1.2mW Φ20x410mm 直線偏光 周波数安定

 ≧ 2.4mW Φ20x410mm 直交偏光 周波数安定

 ≧ 0.7mW Φ32x180mm 直交偏光 周波数安定

 ≧ 1.2mW Φ45x314mm 直線偏光 周波数 / 強度安定

 ≧ 1.5mW Φ45x314mm 直交偏光 周波数安定

SL02/1

SL02/2

SL03mini

SL04/A

SL04/B
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記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。 ご了承ください。 Ver.1.0_2203

SIOS 社の各種レーザ干渉計にも
搭 載しているHeNeレーザです。

高い周波数安定性、強 度安定性を
持った各種 HeNeレーザのライン
ナップです。

LSV-2500NG

測定距離 ： 240 ～ 2,500mm

測定振動 ： 0 ～ 5MHz　

最大測定変位 ： 3m/s

レーザ干渉振動計
LSV-2500NG

最 大 5MHzまでの 振 動を非 接 触で
測 定できる、レーザ 干 渉 式 振 動 計。

ほぼ静止状態のものから最大 5MHz
までの振動周波数に適した振動計で
す。 対象物からのレーザ光の反射が
比較的弱くても測定可能です。

真空チャンバのビューポート越しや工作機械の外部からなど、比較的距離を離しての測定も可能です。例えば . . .

★ MEMSや小 型 部 品 などの
振動検査には顕微鏡タイプ

（NA）もご用意しています。

★ 様々な表面粗さの測定対象
物にも対応可能。

レーザ干渉　振動計

https://www.optoscience.com/

